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中華科技大學 

電子工程系 
暨電子工程研究所 

實驗(習)室人員進出作業規範 
 

一、目的 

為防止實驗室之災害，確保實驗室之正常運作與公共安全，落實實驗

（習）室管理，特訂定本規範。 

 

二、依據 

依本系實際需求制定之。 

 

三、說明 

(一)研究型實驗室： 

1.師生之進入須經該實驗室負責人同意。 

2.進入白光 LED製程實驗室須遵照該實驗室之進入作業流程。 

3.師生於白光 LED製程實驗室之進出須紀錄於「白光 LED製程實

驗室使用紀錄表」（附件）。 

(二)教學型實驗室: 

1.教師於課前委由器材室管理員開啟實驗室，課後離開則關閉之。 

2.學生於上課時段中之進出經上課老師口頭同意即可。 

(三)系之實驗（習）室需遵照此作業規範實施。 
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四、作業流程說明/作業流程圖 

 

 

研究生   1分鐘 

 

 

研究生  20秒 

 

 

 

研究生  20秒 

 

 

 

 

研究生  5秒 

 

 

 

研究生  5秒 

 

 

研究生   5秒 

 

 

 

五、附件 

白光 LED製程實驗室使用紀錄表 

 

六、參考資料 

無 

權責單位 期程 作業流程 相關表單文件 

依序開啟抽水 

馬達與抽氣馬達 

進入浴塵室吹落

身上灰塵 

開氣瓶，檢
查管線及
氣瓶壓力 

更換氣瓶或

通報老師 

踏上黏塵板清除

鞋底灰塵 

穿著無塵衣、鞋、帽

進入作業結束 

壓力 

異常 

壓力 

正常 

開啟空調機塵 

白光LED製程實驗室

使用紀錄表（附件）
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附件 

中華科技大學 

電子工程系暨電子工程研究所 
白光 LED製程實驗室使用紀錄表 

 

姓名 日期 
進入 

時間 

離開 

時間 
姓名 日期 

進入 

時間 

離開 

時間 

        
(  )半導體製程機器 (  )半導體製程機器 
(  )垂直式MOCVD (  )垂直式MOCVD 
(  )氧化擴散爐 (  )氧化擴散爐 
(  )濺鍍機 (  )濺鍍機 
(  )光罩對準曝光機 (  )光罩對準曝光機 
(  )光阻塗佈機 (  )光阻塗佈機 
(  )熱盤 (  )熱盤 
(  )金線焊線機 (  )金線焊線機 
(  )LED測試機 (  )LED測試機 
(  )UV燈箱 (  )UV燈箱 

使
用
儀
器(

打
ˇ) 

(  )電鑄模座 

使
用
儀
器(

打
ˇ) 

(  )電鑄模座 

  

姓名 日期 進入 
時間 

離開 
時間 

姓名 日期 進入 
時間 

離開 
時間 

        
(  )半導體製程機器 (  )半導體製程機器 
(  )垂直式MOCVD (  )垂直式MOCVD 
(  )氧化擴散爐 (  )氧化擴散爐 
(  )濺鍍機 (  )濺鍍機 
(  )光罩對準曝光機 (  )光罩對準曝光機 
(  )光阻塗佈機 (  )光阻塗佈機 
(  )熱盤 (  )熱盤 
(  )金線焊線機 (  )金線焊線機 
(  )LED測試機 (  )LED測試機 
(  )UV燈箱 (  )UV燈箱 

使
用
儀
器(

打
ˇ) 

(  )電鑄模座 

 

使
用
儀
器(

打
ˇ) 

(  )電鑄模座 


